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スキャナ加工ヘッド用保護ガラス汚れ検知ユニット 

NMI-300 使用事例 

◆スキャナ加工ヘッドの保護ガラス汚れ検知 

〒277-0882 
千葉県柏市柏の葉5-4-19 
東大柏ベンチャープラザ102号室 
TEL:04-7192-7827 FAX:04-7132-6075 

●スパッタ付着時の検出値 

NMI-300による保護ガラス汚れ検知 
・スパッタにレーザ照射された箇所のみ数値が上昇するため、実際の照射領域の汚染状態を検知できる。 
・ヒュームの蓄積度に応じて数値が上昇する。波形の平均値に任意の閾値を設けることで検知可能。 
 既存のパワーメータでは検知できない微小な汚れ状態を検知することができる。 

www.nishihara2017.co.jp 

ピーク出力：1500W 照射時間：0.5s 
スパッタ付着のため使用したワーク：鉄材 
※測定波形はワークを除いて照射したもの 

●ヒューム付着時の検出値 

ピーク出力：1000W 照射時間：1s 
ヒューム付着のため使用したワーク：鉄材 
※測定波形はワークを除いて照射したもの 
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照射回数 （０回は新品時） 

ヒューム付着後の波形平均値  

10回照射時の保護ガラス 
（目視で確認できる程度の汚れ） 

ガラス中心部にスポット照射 

X軸方向にライン状に照射 

最大φ1.4mmのスパッタが付着 
閾値 

閾値 

ガラス交換 

1.4mm 0.9mm 
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時間(S) 

ヒューム付着後の測定波形  

新品 

1回照射 

2回照射 

5回照射 

10回照射 


